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8.3.3. Constante elástica efectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

8.3.4. Medición de la variación de la frecuencia de resonancia . . 85

8.3.5. Determinación de K y MS de la aproximación para campos

altos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

8.3.6. Determinación de χ en la aproximación a campos bajos . . 87
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